SECCION H — SECCION H — ELECTRICIDAD

HO5H

HO05 TECNICASELECTRICASNO PREVISTASEN OTRO LUGAR

HO5H TECNICA DEL PLASMA (tubos de haz i6nico H01J 27/00; generadores magnetohidrodindmicos HO2K 44/08; produccién de
rayos X utilizando la generacion de un plasma HO05G 2/00); PRODUCCION DE PARTICULAS ACELERADAS
ELECTRICAMENTE CARGADAS O DE NEUTRONES (obtencion de neutrones a partir de fuentes radiactivas G21, p. §.
G21B, G21C, G21G); PRODUCCION O ACELERACION DE HACESMOLECULARES O ATOMICOSNEUTROS (relojes
atémicos GO4F 5/14; dispositivos que utilizan la emision estimulada HOLS; regulacién de la frecuencia por comparacién con una
frecuencia de referencia determinada por |os niveles de energia de moléculas, de &tomos o de particul as subatémicas HO3L 7/26)

Nota(s) [3

Q) La presente subclase cubre:
(@ laproduccion o lamanipulacion del plasma;

(b) los dispositivos no cubiertos por la subclase HO1Jy en los que los electrones, haces de iones o de particulas neutras son

acel eradas hacia energias el evadas;

(c) los dispositivos destinados a producir haces de particul as neutras;

(d) de blancos relativos alos objetos (a), (b) o (c).
2 Es importante tener en cuenta la subclase G21K .
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